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(54) Способ изготовления антиотражающего оптического покрытия на основе пористого германия

(57) Формула изобретения
Способ изготовления антиотражающего оптического покрытия на основе пористого

германия с помощью ионной имплантации, отличающийся тем, что формирование
антиотражающего оптического покрытия с пористой структурой германия
осуществляется с помощью имплантации подложки монокристаллического германия
ионами индия с энергией 5-50 кэВ, дозой облучения 1.0⋅1015–1.0⋅1016 ион/см2 и
плотностью тока в ионном пучке 1-15 мкА/cм2.
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